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１．概要（Summary） 

磁気共鳴力顕微鏡に適用できるような、長動作距離で

かつ、ヒステリシスの小さい 3 次元スキャナを開発し、その

性能を評価した。3次元スキャナは、Siウェハを切り出して

作製し、X-Y方向の 2次元スキャナと Z軸方向用の 1次

元スキャナを別々に作製した後、組み立てることにより、作

製した。本研究の Si ウェハの切り出しにおいて、RIE 装

置や乾燥装置を利用した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイサ、レーザ描画装置、両面アライナ露光装置群一式、

DeepRIE装置、CO2超臨界乾燥装置、デジタル顕微鏡 

【実験方法】 

切り出した Si ウェハ試料に、フォトリソグラフィを施し、

DeepRIE装置を用いて Siウェハを加工した。その後、超

臨界乾燥を行い、デジタル顕微鏡下で組み立ての作業を

行った。また、試料の設置はデジタル顕微鏡を用いて、作

製した 3次元スキャナ上のステージの上に設置した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した 3次元スキャナをFig. 1(a)に示す。また、デジ

タル顕微鏡下で操作し試料をサンプルステージに載せた。

その結果を Fig. 1(b)に示す。精密な位置制御が可能で、

正しく試料をステージ上に載せることができた。 

  

(a)                (b) 

Fig. 1 (a) Fabricated 3D scanner, (b) Mounted 

polymer sample (DPPH) for MRFM measurement. 

作製した 3次元マイクロスキャナの動作確認を行った。

0 V～80 Vまでの印加電圧において、ステージの Z軸方

向の変位をレーザ変位計を用いて計測した。電圧を上昇

させたときと下げたときの変位の推移を Fig. 2に示す。 

 

Fig. 2 Evaluation of electro static actuation. 

 

Fig. 2より、約 82 Vの駆動電圧で、50 μm程度もの変位

が得られた。さらに、電圧の上下動作において、変位値

に違いが無く、約 0.25 μm 程度のヒステリシスを観測し

た。 

 この動作性能は、圧電体を用いたものよりもヒステリシス

が小さく、低温下においても同等の性能を期待することが

できる。磁気共鳴力顕微鏡への応用が可能だと考えられ

る。 
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